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１．概要（Summary） 

近年、人工知能システム中で多く使用されている人工

ニューラルネットワーク（ANN）をハードウェアにより相補

的に発展させようとする研究が積極的に進められている。

その中で、様々な物理現象を計算材料として扱うことが出

来、高次元の非線形物理ダイナミクスでも実現が可能と報

告されていることから ANN の特殊な形であるリザバーコ

ンピューティング(RC)に注目が集まっている。本課題では 

共同開発センター所有のリソグラフィ装置群およびスパッ

タ装置を利用して作製した電極上にポリアニリン、ポリ酸/

単層カーボンナノチューブ(SWNT)ネットワーク、Ag2Se

ナノワイヤーなど多様な材料を形成させたデバイスを作製

し、RC 特性について調べることを目的とする。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置、スパッタ装置、スピンコーター、ド

ラフトチャンバー、ボンディング装置 

【実験方法】 

リソグラフィ法を用いてシリコン酸化膜上にナノ―マイク

ロスケールの多電極を作製した。必要な電極の幅、サイズ、

数によって描画パターンを適宜変更し、レジストパターン

を構築した。スパッタ装置を用いて電極を製膜し、完成し

た電極パターンの上から各ナノ材料をキャストしてネットワ

ークを形成させた。各種電気計測を行った後、材料が固

定化された電極を PCB 基板上にダイボンディング及びワ

イヤーボンディングし、演算チップを作製して RC のデモ

ンストレーションを行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に一例として、作製した電極及び中心部の光学

顕微鏡像、さらに演算チップ化させたデバイスを示す。リ

ソグラフィによって数マイクロメートルスケールの電極パタ

ーンの作製に成功した。さらにチップ化によって多様な入

力信号の印加及び多出力の同時計測を行うことができた。

これらの加工技術を用いることで、音声認識、ロボットの把

持物体認識などに成功し、ナノ材料が高い RC 性能を持

つことを明らかにした。 

 

Fig.1 a Optical image of electrodes. b. magnified 

image of electrode in center region. c. Image of tip 

from electrodes. 
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